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세정법에 의한 처리장치는 가스-액체 접촉방법에 따라 충전탑, 분무탑, 벤츄리 스크러버, 사이

클론 스크러버 등으로 구분되며 처리효율을 증대시키기 위해 단독 또는 두 종류 이상을 복합설

치하기도 한다. 충진탑 형식의 세정장치는 기-액 접촉시간 및 접촉면적을 크게 함으로서 가스

상물질의 제거에 많이 사용되고 벤츄리 스크러버는 고압 노즐에 의한 입자와 세정액적간의 충

돌을 향상시킴으로서 입자상물질의 제거에 많이 사용되고 있다. 싸이클론 스크러버는 처리가스

가 스크러버의 접선으로 유입되면서 원심력에 의해 회전하게 되고, 세정액을 가스가 회전하는 

부위에 분사하여 가스와 액체간 접촉을 향상시키는 방법의 세정장치이기 때문에 입자상물질 및 

가스상물질의 제거에 사용이 되고 있다. 하지만, 싸이클론 스크러버 역시 스크러버내의 빠른 회

전력으로 인한 짧은 체류시간으로 가스상물질의 제거에 한계가 있어 왔다. 본 연구에서는 기존 

싸이클론 스크러버내에 회전 유도관을 설치하여 선회유동을 더 형성하게 하였다. 기존 싸이클

론 보다 선회유동을 증가시킴으로서 원심력 및 회전력을 증가시켜 입자의 제거효율을 증가시켰

으며, 회전수의 증가로 체류시간이 길어짐으로서 가스상물질의 제거효율의 향상도 기대된다. 

세정액의 분사는 충돌노즐을 사용하여 충돌노즐의 크기 및 노즐간의 간격에 따른 입자의 제거

효율 특성을 분석하였다. 


